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В основу решения проблемы диагностики измерительной системы по-
ложены подходы, основанные на анализе собственных измерительных дан-
ных, полученных информационно-измерительной системой в процессе ра-
боты. В качестве такой системы рассматриваются датчики контроля 
состояния поверхности подвижных сопряжений на основе измерителей 
контактной разности потенциалов (КРП) [1, 2]. Концептуально, эти датчики 
могут работать для обеспечения надежной работоспособности пар сопря-
жения путем организации системы контроля и управления сроком службы 
ответственных узлов и механизмов. Ограничением их использования в ка-
честве встраиваемых датчиков является высокая чувствительность к широ-
кому ряду факторов, в том числе изменению состояния контролируемой 
поверхности, условий окружающей среды, воздействию внешних факторов 
[3]. Поэтому необходим контроль получаемой информации на коррект-
ность, которая будет определять состояние измерительной системы в про-
цессе ее эксплуатации.  

Ранние исследования зависимости измерительного сигнала измерителя 
КРП от изменения состояния системы зонд-образец [3], а также от ряда 
внешних воздействий [4], показали возможность использования парамет-
ров измерительного сигнала для оценки изменения состояния измери-
тельной системы или условий работы. Результатом настоящей работы 
являются новые алгоритмы обработки больших данных, обеспечивающие 
выделение из них «артефактов» для последующей диагностики измери-
тельной системы.  
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